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Sefora

Edna Marcela Ramirez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industriay Comercio
E. S. D.

Referencia:  Solicitud de PCT Patente de Invencién denominada “APARATO QUE
INCLUYE UNA ESTRUCTURA DE SUPERFICIE ACTIVA DE UN
SENSOR Y METODO PARA SU ELABORACION”

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 11325 de 21 de julio de 2022

Expediente NC2019/0014475

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando en mi calidad de apoderado de ILLUMINA INC. doy respuesta al Oficio No. 11325 de 21
de julio de 2022, bajo los siguientes términos:

1. Delasolicitud de patente
1.1. Titulo

El titulo se modifica segun lo propuesto por el examinador.

1.2. Reivindicaciones

Las reivindicaciones 1 y 12 se modifican para anadir el requisito de que “cada columna no esta
en la superficie activa del sensor”. Esto se ve respaldado por la solicitud tal como se presenté en
el parrafo [0032] y en la Fig. 5 de la solicitud PCT tal como se presenté. Las dependencias de las
reivindicaciones 4 y 20 se corrigen como se muestra, a fin de proporcionar una base de
antecedentes adecuada para las referencias a “el al menos un material de relleno” en dichas

reivindicaciones.

El solicitante también ha modificado el predmbulo de cada una de las reivindicaciones 1y 12 para

responder a las objeciones del examinador e incluir partes caracterizantes.
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El solicitante también ha eliminado las reivindicaciones 17 y 18 para responder a las objeciones

del examinador.

Se incluyen nameros de referencia en las reivindicaciones.

2. Examen de Patentabilidad
2.1. Novedad

A nivel basico, en la medida en que pueda considerarse que las caracteristicas de D1 a las que
se hace referencia se corresponden con las columnas de la reivindicacién 1 tal como se presento,
no tienen una altura que sea superior a la superficie activa del sensor. En la medida en que pueda
considerarse que ese componente incluye columnas, esas columnas se encuentran en el sensor
de la superficie activa como se muestra en, por ejemplo, la Fig. 7 de D1. No estan situadas en la
estructura de soporte tal como lo requiere la reivindicacion 1. En consecuencia, la materia objeto

reivindicada es novedosa con respecto a la divulgacion de D1.

No obstante, el solicitante modifica las reivindicaciones tal como se ha descrito anteriormente.

Ninguno de los estados de la técnica citados hace referencia a, ensefia o divulga columnas en
lados opuestos del sensor, donde las columnas no estan en la superficie activa del sensor tal
como lo requieren las reivindicaciones modificadas 1 y 12. En consecuencia, la materia objeto

reivindicada es claramente novedosa sobre el estado de la técnica.

2.2. Nivel Inventivo

El efecto técnico de la distincién de que cada columna no esta en la superficie activa del sensor
es un aumento en el rea utilizable del sensor. En consecuencia, el problema técnico objetivo
gue se debe resolver con respecto al estado de la técnica es como aumentar el area utilizable del

Sensor.

La materia objeto del estado de la técnica no proporciona una solucién al problema expuesto en
la solicitud tal como se present6 (véanse los apartados [0002] y [0003] de la solicitud) de permitir
el uso de la mayor parte o de la totalidad de la superficie activa de un sensor. Ademas, no hay
nada en el estado de la técnica que motive al experto en la materia a adaptar el aparato del estado
de la técnica de la manera definida en las reivindicaciones modificadas. En otras palabras, el
estado de la técnica no proporciona ninguna indicacion de por qué o como el experto en la materia
llegaria a la invencion reivindicada.

Se ruega tener en cuenta la distincion en las reivindicaciones entre el sensor en si y la superficie

activa del sensor.

D1
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Con referencia a D1, como se muestra en la Fig. 7, las columnas 406 (que soportan la capa
cobertora 410 sobre la superficie del sensor para definir un canal de flujo entre ellas) se
encuentran en una parte de la superficie del detector 412, oscureciendo asi una parte de la
superficie activa del sensor 404. Como se establece en la presente solicitud, a partir de D1, el
problema objetivo que se debe resolver es aumentar el &rea utilizable de la parte activa de la

superficie del sensor.

D2

Como se puede ver en la Fig. 2 de D2, la tapa 103 se extiende sobre el sensor e incluye paredes
105 que se encuentran en el sensor 113. Como se desprende de una comparacion entre las
figuras 3y 1 de D2 y la descripcion de soporte comenzando en el parrafo [0101], se puede
apreciar que el componente 105 se encuentra en parte de la superficie fotosensible activa 111
del sensor y, por lo tanto, evita que esa parte de la superficie fotosensible esté activa.

En la medida en que pueda considerarse que las cuiias 129 de la figura 2 de D2 se corresponden
con las columnas de la presente reivindicacién 1, no tienen una altura superior a la superficie
activa del sensor.

Por consiguiente, la materia objeto reivindicada no puede derivarse del contenido de D2 en

combinacion con el de D1.

D3

D3 se relaciona con cubetas para dispositivos analiticos, ya que es en gran medida silencioso en
cuanto a la construccién de los sensores de dichos dispositivos. En consecuencia, D3 no ayuda
al experto en la materia en relacion con aumentar el area utilizable de la parte activa de la

superficie de un sensor de D1.

D4y D5
D4 o D5 tampoco divulgan ninguna materia objeto que ayude al experto en la materia a adaptar
el sistema de D1 para aumentar el area utilizable de la parte activa de la superficie del sensor.

El problema técnico objetivo que debe resolverse es como aumentar el area utilizable del sensor
(véanse los parrafos [0002] y [0003] de la solicitud tal como se presentd). La solucion se establece
en la reivindicacion 1. No hay nada en el estado de la técnica que motive al experto en la materia
a adaptar el aparato de D1 de la manera definida en las reivindicaciones. En otras palabras, el
estado de la técnica no proporciona ninguna indicacién de por qué o como el experto en la materia

llegaria a la invencion reivindicada.

3. Conclusiones

Con las enmiendas realizadas a las reivindicaciones y los argumentos proporcionados

anteriormente, el solicitante considera subsanadas las objeciones del examinador.
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En consecuencia y luego de haber presentado los argumentos necesarios y haber realizado las
modificaciones pertinentes en el capitulo reivindicatorio de la presente invencion, queda
evidenciado que la invencion cumple con los requisitos de patentabilidad definidos en la Decision
486 de 2000.

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero
C.C. 79.339.809 de Bogota
T.P. 43.273 del C.S. de la J.

Anexos: Comprobante de pago por modificacién voluntaria al capitulo reivindicatorio.
Capitulo reivindicatorio modificado en control de cambios.

Capitulo reivindicatorio modificado en limpio.
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REIVINDICACIONES

1. Aparate;Una celda de flujo (500), que comprende:

una estructura de soporte; (200);
un sensor (104, 602) en la estructura de soporte; (200), comprendiendo el

sensor (104, 602) una superficie activa; (105); caracterizada porque la celda de

flujo (500) comprende ademas:

un par de columnas; (300, 302, 400, 402), cada columna situada en la

estructura de soporte (200) en lados opuestos del sensor; (104, 602),

comprendiendo cada una del par de columnas (300, 302, 400, 402) una altura

de columna relativa a una superficie superior de la estructura de soporte; (200),
siendo la altura de columna mayor que una altura de la superficie activa (105)
del sensor (104, 602) relativa a la superficie superior de la estructura de soporte;
(200), en donde cada columna no esta en la superficie activa (105) del sensor

(104, 602); y
una capa cobertora (502) en el par de columnas (300, 302, 400, 402) y

sobre la superficie activa; (105), estando soportada la capa cobertora (502) en

los extremos opuestos de la misma por el par de columnas:; (300, 302, 400, 402);

en donde la superficie activa (105) del sensor; (104, 602), la capa
cobertora (502) y el par de columnas (300, 302, 400, 402) forman una abertura

por encima de al menos mas de aproximadamente la mitad de la superficie activa
(105) del sensor; (104, 602), y en donde la estructura de soporte; (200), el sensor;
(104, 602), la capa cobertora (502) y el par de columnas (300, 302, 400, 402)

forman juntos una celda de flujo-_(500).
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2. El—aparateLa celda de flujo (500) de la reivindicacion 1, en

dendecaracterizada porque cada una del par de columnas (300, 302, 400, 402)

comprende:

una parte de columna inferior (300, 302) en los lados opuestos del sensor;

(104, 602); y
una parte de columna superior (400, 402) sobre cada parte de columna

inferior.

3. El—aparateLa celda de flujo (500) de la reivindicacion 2, en

dendecaracterizada porgue el par de columnas (300, 302, 400, 402) comprende

al menos un material de relleno.

4. ElaparatoLa celda de flujo (500) de la reivindicacion i,—en—dende3,

caracterizada porgue el al menos un material de relleno comprende al menos

uno de un epoxi y compuesto de moldeo plastico.

5. El—aparateLa celda de flujo (500) de la reivindicacion 1, en

dondecaracterizada porgue la capa cobertora (502) comprende vidrio.

6. El—aparateLa celda de flujo (500) de la reivindicacion 5, en

dendecaracterizada porgue la capa cobertora (502) comprende al menos uno de

vidrio de aluminosilicato y vidrio de pantalla de panel plano.

7. El—aparateLa celda de flujo (500) de la reivindicacion 1, en

dondecaracterizada porque la estructura de soporte (200) comprende una o mas




10

15

20

25

capas dieléctricas, comprendiendo cada una de las una o mas capas dieléctricas

una o mas rutas conductoras (202) en la misma.

8. El—aparateLa celda de flujo (500) de la reivindicacion 1, en

dondecaracterizada porque el sensor (104, 602) comprende uno 0 mas

materiales semiconductores.

9. El—aparateLa celda de flujo (500) de la reivindicacion 7, en

dondecaracterizada porque el sensor_ (104, 602) comprende un sensor de

imagen fabricado usando tecnologia de semiconductor complementario de 6xido

metalico (CMOS).

10. El—aparatela celda de flujo (500) de la reivindicacion 1, en

dendecaracterizada porgue una capa protectora en la superficie activa (105) del

sensor (104, 602) comprende una pluralidad de canales- (506).

11. ElaparateLa celda de flujo (500) de la reivindicacién 1, en—deonde—el

aparatocaracterizada porque la celda de flujo (500) es parte de un cartucho para

al menos uno de analisis bioldgico y analisis quimico.

12. Un métodogue-comprende:
—— para formar una celda de flujo,—comprendiende-ta—formacién (500), que

comprende:
colocar un sensor (104, 602) en una estructura de soporte; (200),

comprendiendo el sensor (104, 602) una superficie activa; (105); caracterizado
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porque el método comprende:

formar un par de columnas; (300, 302, 400, 402), cada columna en lados

opuestos del sensor; (104, 602), comprendiendo cada una del par de columnas

(300, 302, 400, 402) una altura de columna relativa a una superficie superior de

la estructura de soporte; (200), siendo la altura de columna mayor que una altura
de la superficie activa (105) del sensor (104, 602) relativa a la superficie superior

de la estructura de soporte; (200); en donde cada columna no esta en la

superficie activa (105) del sensor (104, 602); y

colocar una capa cobertora (502) en las superficies superiores del par de

columnas; (300, 302, 400, 402), de modo que la capa cobertora (502) y el par de

columnas (300, 302, 400, 402) formen un espacio por encima de al menos

aproximadamente la mitad de la superficie activa (105) del sensor- (104, 602).

13. El método de la reivindicacion 12, en-dendecaracterizado porque colocar

el sensor_ (104, 602) comprende colocar un sensor de imagen fabricado usando

tecnologia CMOS.

14. El método de la reivindicacion 12, en-dondecaracterizado porqgue formar

el par de columnas comprende:

formar una parte de columna inferior (300, 302) en los lados opuestos del

sensor; (104, 602); y
formar una parte de columna superior (400, 402) sobre cada parte de

columna inferior.

15. El método de la reivindicacibn 12, en—dendecaracterizado porgue la
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estructura de soporte_ (200) comprende una o0 mas capas dieléctricas,
comprendiendo cada una de las una o0 mas capas dieléctricas una 0 mas rutas

conductoras en la misma.

16. El método de la reivindicacion 12, guecaracterizado porque comprende

ademas acoplar la celda de flujo_(500) y un cartucho para al menos uno de

analisis bioldgico y analisis quimico.

179. El método de lareivindicacion 12, en-dendecaracterizado porque el par de

columnas (300, 302, 400, 402) comprende al menos un material de relleno.

2180. El método de la reivindicacion 12-en-dendel79, caracterizado porque el

al menos un material de relleno comprende al menos uno de un epoxi y un

compuesto de moldeo plastico.
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REIVINDICACIONES

1. Una celda de flujo (500), que comprende:

una estructura de soporte (200);

un sensor (104, 602) en la estructura de soporte (200), comprendiendo el
sensor (104, 602) una superficie activa (105); caracterizada porque la celda de
flujo (500) comprende ademas:

un par de columnas (300, 302, 400, 402), cada columna situada en la
estructura de soporte (200) en lados opuestos del sensor (104, 602),
comprendiendo cada una del par de columnas (300, 302, 400, 402) una altura
de columna relativa a una superficie superior de la estructura de soporte (200),
siendo la altura de columna mayor que una altura de la superficie activa (105)
del sensor (104, 602) relativa a la superficie superior de la estructura de soporte
(200), en donde cada columna no esta en la superficie activa (105) del sensor
(104, 602); y

una capa cobertora (502) en el par de columnas (300, 302, 400, 402) y
sobre la superficie activa (105), estando soportada la capa cobertora (502) en
los extremos opuestos de la misma por el par de columnas (300, 302, 400, 402);

en donde la superficie activa (105) del sensor (104, 602), la capa cobertora
(502) y el par de columnas (300, 302, 400, 402) forman una abertura por encima
de al menos mas de aproximadamente la mitad de la superficie activa (105) del
sensor (104, 602), y en donde la estructura de soporte (200), el sensor (104,
602), la capa cobertora (502) y el par de columnas (300, 302, 400, 402) forman

juntos una celda de flujo (500).
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2. La celda de flujo (500) de la reivindicacion 1, caracterizada porque cada
una del par de columnas (300, 302, 400, 402) comprende:

una parte de columna inferior (300, 302) en los lados opuestos del sensor
(104, 602); y

una parte de columna superior (400, 402) sobre cada parte de columna

inferior.

3. La celda de flujo (500) de la reivindicacion 2, caracterizada porque el par

de columnas (300, 302, 400, 402) comprende al menos un material de relleno.

4. La celda de flujo (500) de la reivindicacion 3, caracterizada porque el al
menos un material de relleno comprende al menos uno de un epoxi y compuesto

de moldeo plastico.

5. La celda de flujo (500) de la reivindicacién 1, caracterizada porque la capa

cobertora (502) comprende vidrio.

6. La celda de flujo (500) de la reivindicacion 5, caracterizada porque la capa
cobertora (502) comprende al menos uno de vidrio de aluminosilicato y vidrio de

pantalla de panel plano.

7. La celda de flujo (500) de la reivindicacion 1, caracterizada porque la
estructura de soporte (200) comprende una 0 mas capas dieléctricas,
comprendiendo cada una de las una o mas capas dieléctricas una 0 mas rutas

conductoras (202) en la misma.
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8. La celda de flujo (500) de la reivindicacion 1, caracterizada porque el

sensor (104, 602) comprende uno 0 mas materiales semiconductores.

9. La celda de flujo (500) de la reivindicacion 7, caracterizada porque el
sensor (104, 602) comprende un sensor de imagen fabricado usando tecnologia

de semiconductor complementario de 6xido metalico (CMOS).

10. La celda de flujo (500) de la reivindicacion 1, caracterizada porgue una
capa protectora en la superficie activa (105) del sensor (104, 602) comprende

una pluralidad de canales (506).

11. Laceldade flujo (500) de la reivindicacion 1, caracterizada porgue la celda
de flujo (500) es parte de un cartucho para al menos uno de analisis biolégico y

analisis quimico.

12. Un método para formar una celda de flujo (500), que comprende:

colocar un sensor (104, 602) en una estructura de soporte (200),
comprendiendo el sensor (104, 602) una superficie activa (105); caracterizado
porque el método comprende:

formar un par de columnas (300, 302, 400, 402), cada columna en lados
opuestos del sensor (104, 602), comprendiendo cada una del par de columnas
(300, 302, 400, 402) una altura de columna relativa a una superficie superior de
la estructura de soporte (200), siendo la altura de columna mayor que una altura

de la superficie activa (105) del sensor (104, 602) relativa a la superficie superior
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de la estructura de soporte (200); en donde cada columna no esta en la superficie
activa (105) del sensor (104, 602); y

colocar una capa cobertora (502) en las superficies superiores del par de
columnas (300, 302, 400, 402), de modo que la capa cobertora (502) y el par de
columnas (300, 302, 400, 402) formen un espacio por encima de al menos

aproximadamente la mitad de la superficie activa (105) del sensor (104, 602).

13. El método de la reivindicacion 12, caracterizado porque colocar el sensor
(104, 602) comprende colocar un sensor de imagen fabricado usando tecnologia

CMOS.

14. El método de la reivindicacion 12, caracterizado porque formar el par de
columnas comprende:

formar una parte de columna inferior (300, 302) en los lados opuestos del
sensor (104, 602); y

formar una parte de columna superior (400, 402) sobre cada parte de

columna inferior.

15. El método de la reivindicacion 12, caracterizado porque la estructura de
soporte (200) comprende una o mas capas dieléctricas, comprendiendo cada
una de las una o mas capas dieléctricas una o0 mas rutas conductoras en la

misma.

16. El método de la reivindicacion 12, caracterizado porque comprende

ademas acoplar la celda de flujo (500) y un cartucho para al menos uno de



analisis bioldgico y analisis quimico.

17. El método de la reivindicacion 12, caracterizado porque el par de

columnas (300, 302, 400, 402) comprende al menos un material de relleno.

18. El método de la reivindicacion 17, caracterizado porque el al menos un
material de relleno comprende al menos uno de un epoxi y un compuesto de

moldeo plastico.
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